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* Lochabstand bei eingelegten Préparat-Einlochblenden
mit Lochdurchmesser 70 um

1 Antrieb zum Verstellen des Doppelstegs
2 Objektpatrone fiir Simultanbeugung
3 Stegtréger mit verstellbarem Doppelsteg

Bild 1 Teile der Einrichtung fiir Simultanbeugung

Verwendung

Die Einrichtung fiir Simultanbeugung, L.-Nr. 171113, er-
moglicht die quantitative Auswertung von Beugungsdia-
grammen durchstrahlbarer Objekte im ELMISKOP |A und |
auch ohne Kenntnis der Wellenlénge und der genauen
Beugungsldnge. Dabei werden ein bekanntes und ein
unbekanntes Praparat, die in einer Ebene nebeneinan-
der liegen, gleichzeitig durchstrahit. Ein von auien ver-
stellbarer Steg schattet in den beiden Beugungsdia-
grammen die sich Uberschneidenden Teile ab. Durch
Vergleich der beiden Halbdiagramme k&nnen die Netz-
ebenenabstdnde des unbekannten Prdparates sehr ge-
nau bestimmt werden.

Einbau

Die Einrichtung flr Simultanbeugung, L.-Nr. 171 113, laBt
sich in alle Elektronenmikroskope Typ ELMISKOP | und |A
einbauen.

Patronenkonus
5 Schraubkappe
& Préparatblenden

s

links Ansicht, rechts Schnittbild

Bild 2 Objektpatrone fiir Simultanbeugung,

Beschreibung

Die Einrichtung flr Simultanbeugung besteht aus einer
schleusbaren Objektpatrone (2), in die die beiden Ob-
jekte eingesetzt werden, einem Stegtrdger mit verstell-
barem Doppelsteg (3), der anstelle des normalen Ob-
jektiv-Polschuhsystems verwendet wird und einem An-
trieb (1), mit dem sich der Steg so verstellen 1afit, daf3
je eine Bildhdlfte der beiden Objekte abgeschattet wer-
den kann.

Die Praparate werden auf Einlochblenden mit 70 um Loch-
durchmesser (L.-Nr. 171 142) aufgebracht und in die Ob-
jektpatrone (2) eingesetzt.

Eine der beiden Praparatblenden wird in den Patronen-
konus (4) eingelegt, die andere in den Praparatteller,
der in die entsprechende Fassung der Patrone einge-
setzt und mit der Schraubkappe (5) festgeschraubt wird.
Die ebenen Flachen der Praparatblenden miissen dabei
einander zugekehrt sein, damit die Beugungsldnge fir
beide Praparate die gleiche ist.



Der Strahlengang im ELMISKOP mit Einrichtung fir Simul-
tanbeugung ist in Bild 3 dargestellt. Es wird mit den Kon-

densorlinsen 1 und 2 gearbeitet. Normalerweise wird
das Bestrahlungssystem so eingestellt, da die Zentral-
strahlen beider Beugungsbilder in der Leuchtschirmmitte
genau zusammenfallen. Flr eine photometrische Aus-
wertung der Beugungsbilder ist es manchmal zweck-
mégBig, durch Unterfokussieren des Kondensors 2 die bei-
den Zentren der Beugungsdiagramme zu trennen.
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